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平晶型激光错位干涉仪及其应用

平品型激光错位干涉仪的原理是将一束激光经

扩束后通过被测系统3 然后在平品的前后表面反射，

从而获得干涉图案。它具有防振性能好、可以对横

向与纵向只寸都较大的被测系统进行测量，用来检

验光学系统质量时不需标准样板，光源亮度高p 调整

使用方便等优点。

一、原理概述

平晶干涉仪基本原理如图 1 所示。激光器发出

的方向性与相干性都良好的激光束经扩束平行光管

后3 变成一柬截面积大，方向性更加好的平面波p 通

过被测系统后依次在平品前后表面反射p 形成位置

稍稍错开的两束光p其重迭部份相互干涉，在观察屏

上现出干涉图案。被测系统可以是气体或液体的流

场、透明的固体介质、各种反射或透射的光学元件及

系统等等。因为，可以认为理想平面波经平晶前后

表面反射后p 其干涉图案将是一组等间距平行直线。

对于各种曲率的理想球面波p 只要平晶选择适当，其

干涉图案也可以是一组等间距平行直线。于是由被

测系统的干涉图案与等间距平行直线的差异p 可以.

直观地对被测系统光学缺陷的位置与严重程度作出

定性的判断3 也可以通过计算对它们作出定量的结

论。
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二、实验装置

平品干涉仪由平行光源、平晶与记录三部分组

成。光源是采用单模、连续输出的氮-氛激光器p 功

率为 1 毫瓦2 扩束平行光管采用反射式光路，输入镜 .

焦距为 15 毫米p 输出镜焦距为 1 米3直径 120 毫米3

获得输出光束强度均匀。平晶两表面间夹角为 6 秒，

表面不镀膜，平晶前后表面的第一、二次反射光强很

相近，而第三次以上的反射都很弱p 因此p 相干图案

明暗对比较好，并且第三次以上反射光实际上并不

干扰干涉图案。 例如p 若平品系由 K9 玻璃制成，其

反射率为 0.042，由此求得平品的入射光强与前几

次反射、透射光强的比例如图 2 所示。不难求得p 由

第一、二次反射光产生的干涉图案中2 最暗处光强仅

为最亮处的 0 . 006 倍。因此，相干图案的阴暗对比

是接近于理想的。
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记录部分可用观察屏直接观察，也可用照相机

或高速摄影机记录干涉图案。

平晶干涉仪调整步骤如下:仪器的三部分安装

就绪后3 观察屏上即可出现干涉图案。因此时尚未

装被测系统，即被测部分为均匀空气3 故干涉图案应

为垂直子错位轴的等间距平行直线。由此可检查扩

束平行光管与平晶的质量。 根据具体实验需要p 可

以绕平品的中心轴旋转平晶3 以获得所需的条纹取

向;再绕 ν 轴旋转平品p 调整错位距;最后调整记录

部分。由于平品干涉仪中起干涉作用的光学元件只

有一个3 无需精密调整的部分p 也不需任何辅助设

备p 整个调整过程除记录部分外可在几分钟之内完

成。

三、应用结果

如上所述，如果被测的气体或液体的流场是理

想均匀的话p 其干涉图案应当是-组垂直于错位轴

的等间距平行直线。而实际流场的任何不均匀部分p

例如激波的存在，温度梯度的存在等等，都将使相应

区域内干涉图案偏离理想图形。由此，我们不难判
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图 3 用高速摄影机摄得的斜激波的干涉图案

图是手掌上热气流的干涉图案

wr被测流场偏离理想均匀流场的位置与程度。图 3

是用高速摄影机摄得的一道斜激波的干涉图案。由

此可以定性判明激波的位置与强弱。至于作流场测

量用的平晶干涉仪的灵敏度，它还与测量干涉条纹

间距的测量方法有关。图 4 是手掌上的热气流流场

的干涉图案p手心上的干涉条纹明显弯曲，由此可见

平晶干涉仪的灵敏度是较高的。

值得注意的是平晶干涉仪特别适用于超声速流

场测量。它的防振性能好p 不怕超声速流场实验中

常有的强烈振动。它的光源亮度高，可以用高速摄

影法连续拍摄超声速过程。它可以方便地对横向与

纵向尺寸都较大的大型流场进行干涉测量。它的元

件与支架结构简单p 不需要补偿器，安装与调整

、 都很方便。图 3 就是在超声速实验的强烈振动下

用高速摄影机摄得的p 其条纹的清晰程度说明平

晶干涉仪在超声速流场测量方面是有发展前途

的。

四、结束语

由以上讨论平晶干涉仪的原理与特点来看3 它

能较好地适应于乡种被测系统， 因此就有可能在诸

如空气动力学、流体力学、爆炸物理、传热学、激

光物理……等等多种不同的领域内使用;它还能适

应较恶劣的测量环境p这使它具有较高的实用性;它

的设计与制造都比较简单p 使用与调整不需要熟练

的技术p 这就为它的广泛使用提供了有利条件。因

此3 平晶干涉仪有可能在许多领域内获得广泛的应

用。
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高重复率脉冲激光能量的检测装置

高重左率脉冲激光能量检测装置是根据图 1 所

示的原理制成的。硅光二极管 D受脉冲激光照射后

产生脉冲的光电流3对电容器 C 充电，电容器两端电

压 V 和电量 Q有如下关系: Q=GV 而电量 Q 是对应

于激光的能1ì1 W， 即有 Q=KW， K 是硅光二极管

光电转换常数。 然后电容器上的电量通过 RC 放电p

放电曲线的面积就代表激光能量，这样就把测量激

光能莹的问题归结到测定电容 C 上的电量的问题

了3 至于测定电容器上的电量多少的办法和手段是

多种多样的3 为了提高测量精度和响应速度，我们采
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